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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】平成27年10月1日(2015.10.1)

【公開番号】特開2014-58743(P2014-58743A)
【公開日】平成26年4月3日(2014.4.3)
【年通号数】公開・登録公報2014-017
【出願番号】特願2013-215159(P2013-215159)
【国際特許分類】
   Ｃ２２Ｃ   9/00     (2006.01)
   Ｃ２２Ｃ   5/08     (2006.01)
   Ｃ２２Ｃ  13/00     (2006.01)
   Ｂ２２Ｆ   1/00     (2006.01)
   Ｂ２２Ｆ   9/24     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ２２Ｃ    9/00     　　　　
   Ｃ２２Ｃ    5/08     　　　　
   Ｃ２２Ｃ   13/00     　　　　
   Ｂ２２Ｆ    1/00     　　　Ｋ
   Ｂ２２Ｆ    1/00     　　　Ｌ
   Ｂ２２Ｆ    9/24     　　　Ｂ
   Ｂ２２Ｆ    9/24     　　　Ｅ

【手続補正書】
【提出日】平成27年8月12日(2015.8.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ｉ）銀銅合金に含まれる銅の濃度が０．１ｗｔ％から９９．９４ｗｔ％である固体銀
銅合金の粒子であり、
前記銀銅合金の粒子が固溶体であって、
ビーム径が５ｎｍの電子線を照射するＴＥＭ－ＥＤＳ分析の環境下において、
前記銀銅合金の粒子中で、すべての分析点で、銀と銅とが共に検出される電子顕微鏡観察
下の原子レベルで均一且つ均質な銀銅合金の粒子であり、
その格子定数が、４．０９４Å、４．１０１Å、４．１２２Åの何れか１つである銀銅合
金の粒子、
（ＩＩ）銀銅合金に含まれる銅の濃度が０．１ｗｔ％から９９．９４ｗｔ％である固体銀
銅合金の粒子であり、
前記銀銅合金の粒子が固溶体であって、
ビーム径が０．２ｎｍの電子線を照射するＳＴＥＭ－ＥＤＳ分析の環境下において、
前記銀銅合金の粒子中で、すべての分析点で、銀と銅とが共に検出される電子顕微鏡観察
下の原子レベルで均一且つ均質な銀銅合金の粒子であり、
その格子定数が、４．０９４Å、４．１０１Å、４．１２２Åの何れか１つである銀銅合
金の粒子、
の何れかの銀銅合金の粒子を生成させる方法であって、
接近・離反可能、且つ相対的に回転する少なくとも２つの処理用面の間に被処理流動体を
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供給し、
当該被処理流動体の供給圧と前記少なくとも２つの処理用面の間にかかる圧力とを含む、
接近方向への力と離反方向への力とのバランスによって処理用面間の距離を微小間隔に維
持し、
この微小間隔に維持された少なくとも２つの処理用面間を被処理流動体の流路とすること
によって、被処理流動体が強制薄膜流体を形成し、
被処理流動体として、第１の流体と、第２の流体とを用いるものであり、
前記第１の流体は、銀イオン及び銅イオンを含む流体であり、
前記第２の流体は、還元剤を含む流体であり、
前記の被処理流動体を前記強制薄膜流体中で混合して前記銀銅合金の粒子を析出させるも
のであり、
前記第１の流体は、表９に示す流体からなる群より選択される１つであり、
前記第２の流体は、表１０に示す流体であることを特徴とする、銀銅合金粒子の製造方法
。

【表９】

【表１０】

【請求項２】
　相対的に回転する前記少なくとも２つの処理用面の回転数が１７００ｒｐｍであり、前
記第１の流体の前記少なくとも２つの処理用面間への導入温度が１６０℃であり、前記第
２の流体の前記少なくとも２つの処理用面間への導入温度が２５℃であることを特徴とす
る、請求項１に記載の銀銅合金粒子の製造方法。
【請求項３】
　乾式での熱処理を行わないことを特徴とする、請求項１又は２に記載の銀銅合金粒子の
製造方法。
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